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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ОКИСНЫХ ПЛЕНОК В

МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ
Рассматривается определение режимов диффузии на основании заданных параметров распределения при-
меси. Диффузия ведется из предварительно созданного с помощью ионной имплантации слоя с ограни-
ченным содержанием примеси.

Введение

Предлагается определить температуру раз-
гонки мышьяка, предварительно внедренного с
помощью ионной имплантации в кремний с элек-
тропроводностью p-типа и удельным сопротив-
лением 1 Ом·см, если распределение должно об-
ладать глубиной залегания p-n-перехода xj = 0,5
мкм, поверхностной концентрацией C0 = 1,5·1020
см, а длительность процесса составляет 1 ч. Вы-
числить количество атомов мышьяка N, которое
должно быть внедрено в кремний.

I. Определение режимов диффузии

С помощью рисунка 1 найдем, что CB =
1,5·1016 см−3.

Рис. 1 – Зависимость удельного сопротивления Si,
Ge и GaAs от концентрации примеси

Коэффициент диффузии [1] можно найти
по формуле (1):

D =
x2
j

4t ln(C0 ÷ CB)
. (1)

Найдём коэффициент диффузии:

D =
0, 25 · 10−8

4 · 60 · 60 · 2, 3 log[(1, 5 · 1020)÷ (1, 5 · 1010)]
=

=1,9·10−14(см2/c)

Найденному коэффициенту диффузии мы-
шьяка в кремнии соответствует температура
1070◦C.

Количество атомов As, внедренных на еди-
нице площади, определим на основании выраже-
ния для поверхностной концентрации по форму-
ле (2):

C0 =
N√
πDt

(2)

Найдём количество атомов As:

N = C0

√
πDt = 1, 5 · 1020×

×
√

3, 14 · 1, 9 · 10−14 · 1 · 60 · 60 = 2, 2 · 1015

II. Представление о системе

Для реализации системы используется
платформа .NET Framework, язык программи-
рования C и база данных MS SQL. Разработан-
ная система имеет трехуровневую архитектуру
и может быть используема несколькими поль-
зователями одновременно. Основное назначение
системы выполнение сложных расчетов с боль-
шим количеством переменных. В качестве второ-
степенного модуля реализована возможность по-
строения графиков для наглядной демонстрации
зависимостей между различными показателями
окисных плёнок.

III. Выводы

При выполнении оценки эффективности
пленок приходится работать с большим количе-
ством переменных и их значениями. Автомати-
зация выполнения расчётов позволит увеличить
их точность, увеличить скорость их выполнения,
а также избавиться от возможных ошибок.
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